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Podstata FeSeni spofivd v konstrukci pra-
vouhlé matice tenkovrstvovych termickych
emitord elektrontli, zkrdcen& TTEE, spodiva-
jici na ploS$ném nevodivém substrédtu. KaZdy
TTEE je urden oboustrannym pPekrytim ne-
vodivé vrstvy, tzv. nosné vrstvy, dvéma e-
lektrodami jednou ze systému plochych rov-
nob8&Znych tzv. op&rnych elektrod, a dru-
hou z druhého systému plochych rovnobé&z-
-nych tzv. prichozich elektrod, pfiemZ oba
systémy elektrod jsou viéi sob& v ploSe po-
otodeny o thel 80° Systém opérnych elek-
trod je bezprostfedn€ umistdn na ploSném
nevodivém substritu, na tomto systému je
nanesena nevodivd nosnd vrstva, a na ni lezi
systém prichozich elektrod. Nevodiva nos-
néd vrstva v misté kaZdého TTEE mé polo-
vodivy charakter, ziskany dodatetné tech-
nologickou tdpravou. Systém préchozich e-
‘lektrod obsahuje v misté kaZdého TTEE sou-
stavu mikroskopickych prichozich otvorg,
na jejichZ dnech je nanesena emisni ploska
emisniho materidlu. PloSnd tenkovrstvova
termickd katoda je zédkladnim stavebnim
prvkem ploché televizni obrazovky.
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Vyndlez se tyké ploSné: tenkovastwové ter- -

mické katodyw, sestdvajicii z tenkovistwovieis
termickych emitordi elektrontl, kterd je zdro-
jem v ploSe ¥izené emise elektront.

Dosud zndmymi velkoploSnymi iizenymi
zdroji elektrond jsou plazmavé katady a: ten-
kovrstvové katody typu kov-izolator-kov.
Plogné struktura. t¥chto katod dovoluje, aby
v urfeném ¢&asovém okamZiku emitovala
pouze jejich malé, pF¥esnd vymezend oblast,
tzv. emisni element. Emisni elementy jsou
vétS§inou v ploSe pravoudhle uspofddény a
jejich pofet a velikost zdleZi na druhu po-
uZiti katody.

Termicky buzeny emisni element, sloZe-
ny z tenkych vrstev, je nazvdn tenkovrsto-
vym termickym emitorem elektront, zkréce-
né TTEE.

Nedostatky plazmovych katod vyplyvajl
pfimo z fyzikdlniho principu funkce. Je to
potfeba plynného prostfedi, mald hustota
toku elektront a jejich pomérné vysokéd e-
nergie, a nizkd udéinnost. Nedostateénd u-
¢innost a velmi nizkd plo$nd hustota toku
ndboje jsou zdkladnimi nedostatky katod
kov-izolator-kov.

Vyse uvedené nevyhody jsou odstranény
u plosné tenkovrsvové termické katody, se-
stgvajici z tenkovrstvovych termickych emi-
tord elektront, kterd je. zdrojem. v plaSe Fi-
zené emise elektronfi, jejiZ podstatou je pra-
voihl4d matice TTEE, spotivajici na ploSném
nevodivém substrédtu, u niZ kaZdy TTEE je
uréen oboustrannym pfrekrytim nevodivé
vrstvy, dvéma elektrodami, jednou ze sy-
stému plochych rovnobéZnych elektrod, na-
zvaného systémem op&rnych elektrod, a dru-
hou z druhého systému plochych rovnob#Z-
nych elektrod, nazvaného systémem priicho-
zich elektrod, kde oba systémy elekirod
jsou vii&i sob& v ploSe pooto&eny o Ghel 90°,
priemZ systém op&rnych elektrod je bez-
prostfedn8 umist&n na ploSném nevodivém
substrdtu, na tomto systému leZ{ nevodivé
nosnd vrstva a tuto vrstvu pokryvéd systém
priichozich elektrod.

Nevodivd nosnéd vrstva v mist8 kaZdého
TTEE, tj. v mistech pfekfiZeni elektrod z
obou systémi, méd polovodivy charakter, zis-
kany dodatetn& technologickou Gpravou. Sy-
stém préchozich elektrod obsahuje v misté
kaZzdého TTEE soustavu mikroskopickych
priichozich otvordi, aby v kaZdém otvoru byl
obna%¥en povrch nosné vrstvy, piicemZ tg-
mito otvory je na povrch, nebo do objemu
nosné vrstvy vpraven emisni materidl, tak-
Ze na dnech otvorfl jsou vytvofeny emisni
plosky. Souhrn emisnich ploSek jednoho
TTEE tvoil jeho aktivni emisni plochu.

Je 1Gelné, aby prhchozi elektrody mély
takové uspoiddani mikroskopickych pricho-
zich otvorfi, které by zachovalo kompromis
mezi poZadavkem nejvétsi aktivni emisni
plochy TTEE a dostatetnou teplotou zahii-
vaného emisnitho materidlu uprostied emis-
nich ploSek.

Je vyhodné pouZit technologii vakuového
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napafFovdni ¢i naprafavéni pro vyrechu viech
tii¥ vrstiev, tj. vratvwy systému opérnyeh elek-
trod, nevodivé nosné vrstvy a vrstvy systé-
mu priichozich elektrod. Je vyhodné pouZit
fotolitografickou technologii pro vytvoreni
mikroskopickych prichozich otvord. Je vy-
hodné pouZit iontovou implantaci iontd prv-
ki s nizkou vystupni praci pro ziskani aktiv-
ni emisni plochy TTEE, protoZe aktivni ¢4s-
tice jsou implantovdny do materidlu nosné
vrstvy, takZe lze s ploSnou katedou mani-
pulovat ve vzduSném prostfedi. Teprve po
umist&ni katody do vakua a néslednym za-
difundovdny na povrch emisnich plo3ek.

hiivanim nosné vrstuwy jsou aktivni Eéstice

Déle je vyhodné, aby materidlem nevo-
divé nosné vrstvy byl amorfni polovodig,
napifiklad. tfislozkové chalkogenni sklo, pro-
toZe u tochoto materidlu lze pomé&érné& nej-
jednoduSeji zménit v misté€ kaZdého TTEE
jeho nevodivy charakter na polovedivy. jevi
se vyhodné, aby materidlem plo3ného ne-
vodivého substrdtu bylo sklo, materidlem
ohou systémi elektrod tiZe tavitelny kow a
emisnim: materidlem napf. iomtoué implans
tované stroncium.

Uspofadani a detaily konstrukce katiody:
jsou zndzornény na pripojenych wfkresech,
kde na obr. 1 je pohled na &4st pravoiihié
matice TTEE, a na obr. 2 je Fez strukturouw
vrstve jednoho TTEE.

Prikladné provedeni ploSné tenkovrstvo-
vé: termické katody poedle vyndlezu je na
obr. 1. Aktivni plocha katody je tvoFena pra-
votihlou matici tenkovrstvych termickych
emitordl 1 elektronii, spoéivajici na plo$ném
nevodivém substratu 2, u niZ kaZdy tenko-
vristvovy termicky emiter 1 elektrond: je: ur-
ten: ohaustrannyim piekrytim nevedivé nos-
né. vwrstuy 3 dvéma: elektrodami, epérnow e~
lekinedouw: 4. ze' systému: epérnych elektred a
prichozi elektrodou: 5 ze systému. pricho-
zich- elektrod.. Na obzp. 2 je: vyobrazen Yez
struktureu vrstev jednoho, tenkovrstvoného
termického emitonu 1. elektrondl, kde na.
pladném. nevodivém substrdtu, 2 je hezpra-
stiiedng: umisténa: op#rné: elektroda 4, na ni
leZi: nevedivé naosng vistva 3y kterd je zde:
palovodivéhe: chavakieru, a nesnou vostvw
pokryvé prichezi elektroda: 5, ktend j& opa~
tfena, seustavou mikroskapickyeh: pyichos
zich otvor 6, na jejichZ dnech: jsou emis-
ni plo8ky 7 emisnihoe: matepiglu..

Napéjeni kaZdého: TTEE elekirickym: prou-
dem: nizkého. napéti se zajigtuje piipojerim.
zdroje k op&mné a: prichozi elektrod& ze. sy-
stémil. opérnyeh a prichezich elektrod. Pni-
chedem elektirického proudu. polevodiveu
nesnou vrstvou se: zahiivaji ty jeji &asti, kte-
ré jsou oboustranné prekuyty kavemy elek-
trod. Viedenimi se: pak pFeddwéd stimmladng
tepelnd energie emisnimu materidlu: emis-
nich ploSek. Za pFitomnosti vn&j§iho urych-
lujiciho elektrického pole prochézi vétSina
termicky emitovanych elektronti priichozi-
mi otvory do vné&jSiho vakuového prostiedi.
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Ztrdta néboje aktivni emisni plochy je hra-
zena elektrony z polovodivé nosné vrstvy.
Plodnd tenkovrstvovad termicka katoda je

zékladnim stavebnim prvkem ploché tele-
vizni obrazovky.

PREDMET VYNALEZU

1. Plosné tenkovrsvova termicka katoda,
sestdvajici z tenkovrstvovych termickych e-
mitori elektrond, kterd je zdrojem v ploSe
Fizené emise elektronili, vyznafujici se tim,
Ze je tvorena pravoihlou matici tenkovrst-
vovych termickych emitori (1) elektroni,
spodivajici na ploSném nevodivém substra-
tu (2}, u niZ kaZdy tenkovrstvovy termicky
emitor (1) elektronli je ur€en oboustrannym
prekrytim nevodivé nosné vrstvy (3) dvé-
ma elektrodami, opérnou elektrodou (4) ze
systému opérnych elektrod a prichozi elek-
trodou (5} ze systému prhchozich elektrod,
kde oba systémy elektrod jsou viifi sohd w
ploSe pootofeny o thel 90° pi¥itemZ systém
opérnych elektrod je bezprostfedné& umist&n
na plosném nevodivém substrdtu (2), na

tomto systému leZi nevodivd nosnéd vrstva
(3}, a tuto vrstvu pokryvd systém pricho-
zich elektrod.

2. Plodn4 tenkovrstva termick&d katoda po-
dle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze nevodiva
nosnd vrstva (3) ma v mistech tenkovrstvo-
vych termickych emitortt (1) elektront po-
lovodivy charakter.

3. Plo$nd tenkovrstvovd termicka katoda
podle bodd 1 a 2, vyznadujici se tim, Ze pri-
chozi elektroda (5) ze systému préichozich
elektrod je v misté kaZdého tenkovrstvové-
ho termického emitoru (1] elektronfi opa-
tfena soustavou mikroskopickych priicho-
zich otvorti {6), na jejichZ dnech jsou emis-
ni plo3ky {7) emisniho materidlu.

2 listy vykresil
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